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有望技術の発掘

　東京エレクトロンの研究開発活動は、主力事業である半
うように多

岐にわたっています。装置メーカーの半導体製造における役割はますま

す重要度を増してきており、顧客の求めるプロセス性能を実現できる装

置の提供こそ当社の競争力と考え、顧客密着型を基本とする製品開発を

行っています。
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据えて、新規事業・新製品創出のための研究開発を強化しています。

　その一つとして、環境・エネルギー問題に対する解決策として期待さ

れている太陽電池分野があります。これまでも太陽電池用製造装置につ

きましては基礎的な研究を多種行っていましたが、2008年2月に薄膜シ

リコン太陽電池用プラズマCVD装置を製品化するにあたり、その開発を

目的として東京エレクトロンPV株式会社を設立しました。薄膜シリコン

太陽電池は、近年注目を浴びている太陽電池の製造方法で、ガラス基板

上に薄膜のシリコン層を形成する太陽電池です。東京エレクトロンが半 追⺼９þ

P DV製̀ るでＷ て貨た 函-巣⦿方た る 太 、池 薄膜 リ コ 預太陽電 ⦿ PDV�z �‡ �h �‚ �Ž �p �x �z �� �� �w

International SEMATES



発を行っています。また、2007年2月から、半導体関連企業と世界最高

水準の大学からなる半導体研究コンソーシアムSemiconductor 

Research Corporation（SRC）に新メンバーとして参加しています。筏\ てて ら てしし 高




